
2 SISTEMI IN 1 PER UN‘ANALISI VISIVA E CHIMICA

1 SECONDO PER UN‘IMPRONTA CHIMICA

0 PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

FATTO!

Soluzione per il controllo di pulizia DM6 M LIBS

RISPARMIATE IL 90% DI TEMPO CONFORMANDOVI A VDA19

La combinazione di un microscopio Leica e LIBS consente di 
ottenere una ispezione visiva e una analisi chimica immediata: 
in pochi secondi! La particella può essere rilevata tramite analisi 
dell‘immagine e il materiale può essere identificato in un‘unica fase 
di lavoro. Eseguite l‘analisi delle particelle in conformità con VDA19 
mediante LIBS su un microscopio ottico in 90%  meno tempo rispetto 
all‘ispezione con SEM/EDS. Nessun rischio di perdere il riferimento 
con le particelle oggetto d‘interesse, come può avvenire durante il 
trasferimento del campione in altri dispositivi. 

I vantaggi che potrete ottenere nell‘analisi del grado di pulizia grazie 
a DM6 M LIBS:

 > Analisi e identificazione delle particelle conformemente a VDA19;

 > Determinazione affidabile della composizione delle particelle,  
in modo da poterne rintracciare la fonte di contaminazione;

 > Effettuare analisi completa in 90% del tempo in meno rispetto ad 
altri metodi come SEM.

 



Analisi con LIBS

LIBS indica spettroscopia laser induced breakdown. Un impulso 
laser ad alta energia asporta una piccola frazione del campione e 
genera un plasma. Quando il plasma si raffredda, emette una luce con 
lunghezza d‘onda caratteristica. Questo spettro viene poi utilizzato da 
un sensore per riprodurre l‘impronta chimica della particella visualizzata 
nel microscopio.

L‘impulso laser colpisce la superficie, creando un plasma

TEST ACCURATO CON 90% DI TEMPO IN MENO

Accelerate il flusso di lavoro. Il modulo LIBS trasforma un microscopio Leica in una soluzione unica che coniuga l‘ispezione visiva e l‘analisi chimica 
in un unico ambiente di lavoro. Determinate la composizione di ciò che avete ispezionato visivamente nell‘arco di pochi secondi. Utilizzate LIBS per 
eseguire una analisi delle particelle avanzata in 90% di tempo in meno rispetto all‘ispezione con SEM/EDS.

Estrazione, Filtrazione
ReagireAnalizzare

Analisi Consentito Effettivo Risultato

Standard

lunghezza [µm] 250 225 OK

larghezza [µm] 150 134 OK

altezza [µm] 100 115 non OK

Rifl./Non-rifl. Riflettente

Estesa Analisi LIBS SiC -> carburo di silicio

Conclusioni 

dell‘analisi

potenziale  

di danno
Alto

fonte Materiale da macinare

Rilevare, Conteggiare, Classificare

Informazioni su caratteristiche fisiche quali durezza, abrasività o (…) possono essere ottenute esclusivamente utilizzando metodi di 
analisi avanzati. (VDA 19.1, 2015)
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